双光子微纳3D打印系统需包含如下几部分：
1、 飞秒激光器；
2、 压电陶瓷三维扫描平台(X-Y-Z)；
3、 X、Y长行程工件台；
4、 光学显微镜系统；
5、 [bookmark: _Hlk90583768]软件控制系统。
1、 双光子微纳3D打印系统
1. 系统需求功能描述：用于三维立体亚微米器件结构制作
2. 性能参数：
（1）飞秒激光器
1 脉宽≦120fs；
2 重频：80MHz±1MHz；
3 平均输出功率＞120mW；
4 具有宽广的可加工光敏材料选择的自由度，包含：SU-8, Ormocere, PEG-DA, AZ系列, As2S3, IP-L 780, IP-G 780等。
（2）压电陶瓷三维扫描平台(X-Y-Z)
1 移动分辨率小于2nm；
2 重复精度误差低于±10 nm；
3 扫描空间大于300μm×300μm×300μm；
（3）X、Y长行程工件台
1 加工面积：大于100×100 mm²；
2 重复精度误差不大于±1.5μm。
[bookmark: _Hlk90579878]（4）光学显微镜系统
1 搭配激光扫描系统的高精密可自动对焦光学显微镜系统，可对激光直写过程进行实时监控，扫描振镜模式有效最高写入速度达100mm/sec以上；
2 高灵敏显微镜摄像头,具有侦测被观测物折射率差异至±0.02的能力；
3 配备2个不同倍率的油浸式显微镜物镜，其中63倍油浸式显微镜物镜的数值孔径NA至少1.4，工作距离至少190μm；25倍油浸式显微镜物镜的数值孔径NA至少0.8, 工作距离至少380μm；可自动切换不同的显微镜镜头功能；
4 一次可扫描范围至少达到400μm × 400μm。
（5）软件控制系统
1 设备具有自动侦测光刻胶和衬底的界面的功能，在使用高数值孔径的物镜的条件下，能找到的界面的精度达到±150 nm；
2 能够对衬底的倾斜进行自动检测并相应的进行坐标转换补偿以维持所设计器件不失真；
3 对于可以同时装入多个样品的工件台，设备具备从一个样品位置自动切换到另一个样品位置的能力；
4 设备具有二次校准功能。如果工件需要经过两个不同的加工环节，那么设备能够准确的依据第一步加工情况以调节第二步样品加工的位置；
5 设备能够自动调节运动速度，特别是在转弯的时候，以达到维持样品加工速度的同时达到很高的保真度；
6 能够根据工件台的移动情况实时对激光能量调制,以维持恒定的线宽；
7 远程遥控：计算器具有远程遥控功能，以便系统供货商透过连网方式提供实时的协助与应用支持；
8 导入三维的模型：能够兼容STL图形文件格式。如果使用STL文件格式，在对STL文件自动转化为设备原生可执行文件的过程中对曝光量进行高度上的补偿，以克服因色散带来的激光能量的损失；
9 设备能够克服因球差（spherical aberration）引起的聚焦光斑在沿Z轴方向的不稳定性，达到高度方向均匀一致的工件加工品质；
10 大块的实心结构可以通过只曝光其壳层的方式进行加工；
11 大块的结构可以通过倾斜拼接的方式进行加工，最大限度的避免光斑焦点在写场边缘的质量衰退现象。
